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Vorrichtung zum selbsttatigen Gie&en, Beschichten, Lackieren, Prufen und Sortieren von Werkstucken 


Vorrichtung zum selbsttatigen GieGen, Beschichten, 
Lackieren, Prufen und Sortieren von Werkstucken - insbe- 
sondere von kreisscheibenformigen, flachen Substraten 
aus Kunststoff, wie beispielsweise optischen oder ma- 
gnetoopttschen Datenspeichern - mit mindestens einer 
die Substrate von einer Herstellstation, beispielsweise ei- 
ner SpritzgiefSmaschine (12), zu den Bearbeitungsstatio- 
nen weiterbefordernden Transporteinrichtung und mit je- 
weils einer Ablagestation (10 bzw. 11) zur getrennten Ab- 
lage vonfertig bearbeiteten und als einwandfrei befunde- 
nen und von mit Fehlern behafteten Werkstucken, ge- 
kennzeichnet durch eine Substrattransporteinrichtung 
mit einem langs einer geraden Linie hin und her beweg- 
baren Transportschlitten (3) mit jeweils drei beiderseits 
des Schlittens angeordneten Transportarmen (4, 4\ 4"; 5, 
5\ 5") mit Substrathaltern (6, 6 ( , 6"; 7, T t T), einer auf der 
einen Seite des Transportschlittens (3) vorgesehenen Va- 
kuumbeschichtungsvorrichtung (8) und einer auf der an- 
deren Seite des Transportschlittens (3) angeordneten Ab- 
lageeinrichtung mit mindestens je einer Ablage (10, 11) 
fur gut befundene und fur auszusondernde Substrate und 
einer Vorrichtung zur Qualitatsprufung (9) und mit einer 
in der Bewegungsrichtung des Transportschlittens (3), 
der SpritzgieBmaschine (12) gegenuberliegend angeord- 
neten Karussell-Transporteinrichtung oder einem Dreh- 
tisch (13) mit verschiedenen, an seinen Umfang angeord- 
neten Lackier-, Trocknungs-, Bedruckungs-, Bildkontroll- 
und Substrat-Zentriereinrichtungen (14 bis 19), wobei der 
Drehtisch (13) die Substrate in einer Vlelzahl von Trans- 
portschntten - vorzugsweise in neunzehn Transport- 
schritten - auf einer Kreisbahn um voile 360° um die ver- 
tikale Rotationsachse (R) des Drehtisches (13) bewegt und 
wobei der Transportschlitten (3) bei seiner Bewegung in 
der einen Richtung mit seinem ersten Arm (4) ein erstes 
Substrat (2) in einem einzigen Transportschritt von der 
Obernahmestation (20) der Abgabestation (21) zur Ein- 


bzw. Ausschleusstation (23) der Vakuumbeschichtungs- 
vorrichtung (8) transportiert und ebenso gleichzeitig mit 
dem Transportarm (4) ein zweites Substrat von der Be- 
schichtungsstation (8) zu einer Lackierstation (24) und 
ebenso ein drittes Substrat von der Lackierstation zum 
Drehtisch (13) bewegt, der sich schrittweise und im glei- 
chen Takt dreht, und wobei der Transportschlitten (3) bei 
seiner anschlieftenden Bewegung in entgegengesetzter 
Richtung (B) ein fertig bearbeitetes Werkstuck (2, 2\ . . .) 
zur Prufvorrichtung (9) und ein bereits gepruftes Werk- 
stuck zur ersten Ablage (10) oder ein Werkstuck von hier 
aus zur zweiten Ablage transportiert. 
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Beschreibung 


Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum selbsttatigen 
GieBen, Beschichten, Lackieren, Priifen und Sortieren von 
Werkstucken - insbesondere von kreisscheibenformigen, 
flachen Substraten aus KunststofF, wie beispielsweise opti- 
schen oder magnetooptischen Datenspeichern - mit minde- 
stens einer die Substrate von einer Herstellstation - bei- 
spielsweise einer SpritzgieBmaschine - zu den Bearbei- 
tungsstationen weiterbefordemden Transporteinrichtung 
und mit jeweils einer Ablagestation zur getrennten Ablage 
von fertig bearbeiteten und als einwandfrei befundenen und 
von mit Fehlern behafleten Werkstucken. 

In der Zeitschrift Kunststoffe, 1985, Heft 10, Seiten 
728-734 werden Verfahren zur Bearbeitung und Montage 
von Kunststoffteilen rnit automatischen, flexiblen Ferti- 
gungseinrichtungen beschrieben. Fur die Auswahl der Ver- 
fahren und Einrichtungen sind lypenvielfalt, LosgrdBe, 
Taktzeiten, Rustzeiten und andere Faktoren rnaBgebend An 
Beispielen aus der mechanischen Bearbeitung und Oberfla- 
chenbehandlung von Duroplast-Zundungsteilen, der Hand- 
habung, Montage und Verklebung von Scheinwerferteilen 
und der Verpackung von Baugruppen werden automatische, 
flexible Fertigungseinrichtungen vorgestellt. 

In der DE 34 32 700 Al wird eine kombinierte Spritz- 
gieB- und Montagevorrichtung beschrieben. Sie weist eine 
Fordereinrichtung auf, die von einer Position in eine andere, 
davon im Abstand angeordnete Position bewegbar ist. Ein 
Schlitten wird reibschiiissig von der Fordereinrichtung mit- 
genommen und ist durch einen Klinkenmechanismus zur 
Arretierung in eine Arbeits station verriegelbar. Neben der 
Fordereinrichtung ist eine fest angeordnete SpritzgieBma- 
schine vorgesehen, die eine senkrecht zur Forderrichtung 
bewegbare Platte aufweist, um das SpritzgieBwerkzeug 
wahlweise zu schlieBen und zu offnen. Eine Handhabungs- 
einrichutng ist vorgesehen, deren Arbeitskopf wahlweise in 
den Arbeitsbereich des geofxheten SpritzgieBwerkszeuges 
bewegbar ist, um gefertigte Kunststoffteile zwischen der 
SpritzgieBmaschine und einer Montagestation zu transpor- 
tieren. 

Bekannt sind Vorrichtungen oder Anlagen der in Frage 
stehenden Art, bei denen die einzelnen Bearbeitungsstatio- 
nen in einer Linie hintereinanderstehend auf dem Boden der 
Fertigungsstatte aufgestellt sind, wobei die Werkstiicke von 
mehreren Handhabungssystemen von der einen Fertigungs- 
station zur nachsten weiter transportiert werden. Ein Nach- 
teil einer solchen Fertigungslinie besteht in ihrern groBen 
Platzbedarf und auch in den hohen Beschaffungskosten, ins- 
besondere da die Handhabungss ysteme zumindest teilweise 
mit Transportarmen ausgerustet sein mussen, die die Werk- 
stiicke in einem ersten Transportschritt quer zur Haupttrans- 
portlinie bzw. zum WerkstiickfluB und anschlieBend wieder 
entgegengesetzt bewegen mussen. 

Die Erfindung hat die Aufgabe, den Produktionsablauf 
insbesondere bei der CD-Fertigung zu verbessern und insbe- 
sondere den Aufwand beim Handhabungssystem zu verrin- 
gem. Die Vorrichtung soil mit einem einfach ausgebildeten 
Handhabungssystem arbeiten und ohne ein Transportband 
auskommen. 

In Verbindung mit dem Oberbegriff des Patentanspruchs 
1 wird diese Aufgabe gelost durch eine Substrattransport- 
einrichtung mit einem langs einer geraden Linie hin und her 
bewegbaren Transportschlitten mit jeweils drei beiderseits 
des Schlittens angeordneten Transportarmen mit Substrat- 
haltern, einer auf der einen Seite des Transportschlittens 
vorgesehenen Vakuumbeschichtungsvorrichtung und einer 
auf der andere n Seite des Transportschlittens angeordneten 
Ablageeinrichtung mit mindestens je einer Ablage fur gut 


befunden und fur auszusondernde Substrate und einer Vor- 
richtung zur Qualitatsprufung und mit einer in der Bewe- 
gungsrichtung des Transportschlittens, der SpritzgieBma- 
schine gegenuberliegend angeordneten Karussell-Trans- 

5 porteinrichtung oder einem Drehtisch mit verschiedenen, an 
seinen Umfang angeordneten Ladder-, Trocknungs-, Be- 
druckungs-, Bildkontroll- und Substrat-Zentriereinrichtun- 
gen, wobei der Drehtisch die Substrate in einer Vielzahl von 
Transportschritten - vorzugsweise in neunzehn Transport- 

10 schritten - auf einer Kreisbahn um voile 360° um die verti- 
kale Rotationsachse des Drehtisches bewegt und wobei der 
Transportschlitten bei seiner Bewegung in der einen Rich- 
tung mit seinem ersten Arm ein erstes Substrat in einem ein- 
zigen Transportschritt von der Ubemahmestation zur Ein- 

15 bzw. Ausschleusstation der Vakuumbeschichtungsvorrich- 
tung transportiert und ebenso gleichzeitig mit dem Trans- 
portarm ein zweites Substrat von der Beschichtungsstation 
zu einer Ladder station und ebenso ein drittes Substrat von 
der Lackierstation zum Drehtisch bewegt, der sich schritt- 

20 weise und im gleichen Takt dreht, und wobei der Transport- 
schlitten bei seiner anschlieBenden Bewegung in entgegen- 
gesetzter Richtung ein fertig bearbeitetes Werkstiick zur 
Prufvorrichtung und ein bereits gepruftes Werkstiick zur er- 
sten Ablage oder ein Werkstiick von hier aus zur zweiten 

25 Ablage transportiert. 

Vorzugsweise verlauft dabei die Bewegungsbahn des mit 
sechs Transportarmen ausgestatteten Transportschlittens ei- 
nerseits etwa rechtwinklig zur Langserstreckung der Spritz- 
gieBmaschine und schneidet andererseits etwa die Rotati- 

30 onsachse des Drehtisches, wobei die tJbernahmestation, die 
Ein- und Ausschleusstation und eine Substrathalterung des 
Drehtisches auf einer der Bewegungsbahn parallelen Gera- 
den angeordnet sind. 

Weitere Einzelheiten und Merkmale sind in den Patentan- 

35 spriichen naher beschrieben. 

Nachfolgend wird ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
erlautert. 
Es zeigen: 

Fig. 1 die Vorrichtung in perspektivischer Ansicht und 
40 Fig. 2 die Draufsicht auf die Vorrichtung gemaB Fig. 1. 

Die dargestellte Vorrichtung dient der vollautomatischen 
Herstellung von Compact Discs, sogenannten CD's. 

Der Produktionsablauf der CD-Herstellung erfolgt in ein- 
zelnen ProzeBeinheiten, die iiber zwei Handhabungssysteme 
45 miteinander verbunden sind. 

Die Vorrichtung besteht im wesentlichen aus zwei Haupt- 
teilen P und S. 

Der erste Teil P ubernimmt folgende Funktionen: 

50 - Obernehmen des Substrats 2, 2', . . ., das von der 
SpritzgieBmaschine 12 an einem tFbergabepunkt 20 ab- 
gelegt wird, 

- Ubergabe der Substrate 2, 2', ... an eine spezielle 
Vakuumbeschichtungseinrichtung 8, 

55 - Entnehmen der metallisierten Substrate bei 23, 

- tJbergabe der Substrate 2, 2', ... an eine Lackiersta- 
tion 24, 

- Entnehmen der belackten Substrate 2, 2', . . . 

- Ubergeben auf den Sekundarteil S der Vorrichtung 
60 - tjbernehmen der Substrate 2, 2', . . . aus dem Sekun- 
darteil S 

- Be- und Entladen eines Inspektionssysterns 9 

- Ablegen der Gut-Substrate auf der Ablage 10 

- gesondertes Ablegen der Schlecht-Substrate auf der 
65 Ablage 11 

Gleichzeitig befindet sich dieser Teil des Handhabungssy- 
stems in einem entsprechend ausgebildeten, in die Maschine 
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integrierten Reinraum kleinstmoglicher Abmessungen. 

Der Sekundarteil S der Vorrichtung P und S beinhaltet 
folgende Prozefieinheiten: 

- multifunktionales UV-Hartungssystem 14, 18, 5 

- bis zu maximal drei Siebdruckeinheiten 16, 17 und, 

sofem nur zwei Siebdruckeinheiten 16, 17 eingebaut sind, 

- ein zusatzlich mogliches Druckbildkontrollgerat 19. 10 

Der zweite Teil S besteht aus einem drehbaren Substrat- 
halter oder Drehtisch 13, der in aquidistanter Verteilung und 
in kreisformiger Anordnung eine gewisse Anzahl von Sub- 
strataufhahmen 25, 25', . . . aufweist, in den die Substrate 2, 15 
2\ . . . mit Hilfe von pneumatischen Vorrichtungen gespannt 
werden. 

In diesem zweiten Teil S werden die Substrate 2, 2\ ... 
schrittweise auf einer Kreisbahn von einer t)bemahmeposi- 
tion 25 iiber eine multifunktionale UV-Hartungseinheit 14 20 
und eine Justiereinheit 15 in die erste Siebdruckstation 16 
transportiert. 

Danach folgt das Ausharten der UV-Siebdruckfarbe in ei- 
ner nachgeschalteten UV-Hartungseinrichtung 18. Zur Lo- 
sung der Aufgabe - die Moglichkeit ein Dreifarben-Sieb- 25 
druckbild auf das Substrat aufzubringen, bei der gleichzeiti- 
gen Minimierung von UV-Hartungseinrichtungen - wurde 
eine spezielle Aufteiiung von Prozefieinheiten und Schritt- 
weite des Antriebs festgelegt. 

Daraus ergibt sich die Moglichkeit, die erste im ProzeB- 30 
ablauf angeordnete UV-Hartungseinrichtung sowohl fur die 
Hartung des UV-Schutzlackes als auch fur die Hartung der 
UV-Siebdruckfarbe nach der zweiten Siebdruckeinheit 17 in 
Abwechselung einzusetzen. 

Nach dem Aufbringen des dritten Siebdrucks in der drit- 35 
ten Siebdruckeinheit wird das Substrat durch die UV-Har- 
tungseinrichtung transportiert, wobei die Siebdruckfarbe 
aushartet und anschliefiend das Substrat in der Ubergab- 
eposition von der Substrataufnahme 25* gelost wird. 

In einer Ausfuhrung mit nur zwei Siebdruckeinheiten 16, 40 
17 besteht aufierdem die Moglichkeit, ein Druckbildkon- 
trollgerat 19 zu installieren. Die Ausfuhrung des Substrath- 
alters gestattet zudem die Minimierung an Handhabungs- 
funktionen fur die Zufuhrung der Substrate zu den einzelnen 
Prozefieinheiten (UV-Hartesyteme und Siebdruckeinheiten). 45 

Durch diese Losung werden die Handhabungsschritte 
drastisch reduziert und gleichzeitig eine Mehrfachbenut- 
zung von Prozefieinheiten ermoglicht. 

Das Handhabungssystem ermoglicht eine besonders 
kompakte und kostengunstige Konfigurauon aller ProzeB- 50 
einheiten, die eine steuerungstechnisch einfache Losung er- 
laubt, wobei die Produktions-Zykluszeit von ca. 6 Sekunden 
bekannte Vorrichtungen dieser Art iibertriflt. 

Von besonderem Einflufi auf das rasche Arbeiten der Vor- 
richtung ist die Substrattransporteinrichtung, bestehend aus 55 
einem langs einer geraden Linie hin und her bewegbaren 
Transportschlitten 3 mit jeweils drei beiderseits des Schlit- 
tens 3 angeordneten Transportarmen 4, 4', 4" bzw. 5, 5', 5" 
mit Substrathaltern 6, 6', 6" bzw. 7, 7 T\ 

Der Transportschlitten 3 ist motorisch bewegbar, und 60 
zwar um eine Strecke a, wobei die Bewegung jeweils langs 
einer Linie C erfolgt, die etwa rechtwinklig zur Langser- 
streckung D der Spritzgiefimaschine 12 verlauft. 

Die an den Transportarmen 4, 4\ 4" vorgesehenen Sub- 
strathalter 6, 6\ 6" sind kreisscheibenformig ausgebildet und 65 
dienen gleichzeitig als Verschlufideckel 28 fur die Ein- 
schleus- bzw. Ausschleusoffhung der Sputtereinrichtung 8. 

Es ist klar, dafi zumindest die als Verschlufideckel 28 aus- 
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gebildeten Substrathalter oder Substratgreifer um ein gerin- 
ges Mafi in vertikaler Richtung bewegbar sein miissen, da- 
nut sie sich dichtend auf die Ein-/Ausschleus6ffnung 23 auf- 
legen konnen oder von dieser getrennt werden konnen. 

Der Drehtisch 13 weist insgesamt neunzehn Substrathal- 
terungen auf und wird schrittweise (im Takt des hin und her 
gehenden Transportschlittens 3) gedreht, und zwar jeweils 
um einen Winkel p. 

Die um den Drehtisch 13 herum angeordneten ProzeBsta- 
tionen bzw. Bearbeitungseinrichtungen 14 bis 19 sind mit 
dem Maschinengestell 27 verschraubt und konnen jederzeit 
ausgetauscht werden. 

Bezugszeichenliste 

3 Transportschlitten 

4, 4', 4" Transportarm 

5, 5', 5" Transportarm 

6, 6', 6° Substrathalter, Substratgreifer 
7, 7', T Substrathalter, Substratgreifer 

8 Vakuumbeschichtungsvorrichtung 

9 Qualitatsprufvorrichtung 

10 Ablage fur gutbefundene Substrate 

11 Ablage fur auszusondernde Substrate 

12 Spritzgiefimaschine 

13 Karussell-Transporteinrichtung, Drehtisch 

14 UV-Trocknungseinrichtung 

15 Zentriereinrichtung 

16 Druckeinrichtung 

17 Druckeinrichtung 

18 UV-Trocknungseinrichtung 

19 Biidkontrolleinrichtung 

20 Substrathalter, Obemahmestation 

21 Abgabestation der SpritzgieBmaschine 

22 Spritzgiefimaschine 

23 Ausschleusstation, Einschleusstation 

24 Lackierstation 

25, 25\ 25", ... Substrathalterung 

26 Profilschiene 

27 Maschinengestell 

28 Verschlufideckel 

R Rotationsachse des Drehtisches 

C Bewegung sbahn des Transportschlittens 

D Langserstreckung der Spritzgiefimachine 

E zur Bewegungsbahn C parallelen Gerade 

S Sekundarteil 

P Primarteil 

R Rotationsachse 

WWirkachse 

M Mantelflache 

a Bewegungsstrecke 

A-B Bewegungsrichtung des Transportschlittens 

Paten tanspriiche 

1 . Vorrichtung zum selbsttatigen Giefien, Beschichten, 
Lackieren, Priifen und Sortieren von Werkstiicken - 
insbesondere von kreisscheibenfbrmigen, flachen Sub- 
straten aus Kunststoff, wie beispielsweise optischen 
oder magnetooptischen Datenspeichern — mit minde- 
stens einer die Substrate von einer Herstellstation, bei- 
spielsweise einer Spritzgiefimaschine (12), zu den Be- 
arbeitungsstationen weiterbefordernden Transportein- 
richtung und mit jeweils einer Ablagestation (10 bzw. 
U) zur getrennten Ablage von fertig bearbeiteten und 
als einwandfrei befundenen und von mit Fehlem behaf- 
teten Werkstucken, gekennzelchnet durch eine Sub- 
strattransporteinrichtung mit einem langs einer geraden 
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Linie hin und her bewegbaren Transportschlitten (3) 
mit jeweils drei beiderseits des Schlittens angeordneten 
Transportarmen (4, 4\ 4"; 5, 5', 5") mit Substrathaltem 
(6, 6\ 6"; 7, T, 7"), einer auf der einen Seite des Trans- 
portschlittens (3) vorgesehenen Vakuumbeschich- 5 
tungsvorrichtung (8) und einer auf der anderen Seite 
des Transportschlittens (3) angeordneten Ablageein- 
richtung mit mindestens je einer Ablage (10, U) fur gut 
befundene und fiir auszusondemde Substrate und einer 
Vorrichtung zur Qualitatsprufiing (9) und mit einer in io 
der Bewegungsrichtung des Transportschlittens (3), 
der SpritzgieBmaschine (12) gegeniiberliegend ange- 
ordneten Karussell-Transporteinrichtung oder einem 
Drehtisch (13) mit verschiedenen, an seinen Umfang 
angeordneten Ladder-, Trocknungs-, Bedruckungs-, 15 
Biidkontroll- und Substrat-Zentriereinrichtungen (14 
bis 19), wobei der Drehtisch (13) die Substrate in einer 
Vielzahl von Transportschlitten - vorzugsweise in 
neunzehn Transportschlitten - auf einer Kreisbahn urn 
voile 360° um die vertikale Rotationsachse (R) des 20 
Drehtisches (13) bewegt und wobei der Transport- 
schlitten (3) bei seiner Bewegung in der einen Rich- 
tung mit seinem ersten Arm (4) ein erstes Substrat (2) 
in einem einzigen Transportschritt von der Ubemah- 
mestation (20) der Abgabestation (21) zur Ein- bzw. 25 
Ausschleusstation (23) der Vakuumbeschichtungsvor- 
richtung (8) transportiert und ebenso gleichzeitig mit 
dem Transportarm (4) ein zweites Substrat von der Be- 
schichtungsstation (8) zu einer Lackierstation (24) und 
ebenso ein drittes Substrat von der Lackierstation zum 30 
Drehtisch (13) bewegt, der sich schrittweise und im 
gleichen Takt dreht, und wobei der Transportschlitten 
(3) bei seiner anschlieBenden Bewegung in entgegen- 
gesetzter Richtung (B) ein fertig bearbeitetes Werk- 
stuck (2, 2\ . . .) zur PrufVorrichtung (9) und ein bereits 35 
gepriiftes Werkstuck zur ersten Ablage (10) oder ein 
Werkstuck von hier aus zur zweiten Ablage transpor- 
tiert 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Bewegungsbahn (C) des mit sechs 40 
Transportarmen (4, 4', 4" bzw. 5, 5 f , 5") ausgestatteten 
Transportschlittens (3) einerseits etwa rechtwinklig zur 
Langserstreckung (D) der SpritzgieBmaschine verlauft 
und andererseits etwa die Rotationsachse (R) des Dreh- 
tischs (13) schneidet, wobei die Ubemahmestation 45 
(20), die Ein- und Ausschleusstation (23), die Lackier- 
station (24) und eine Substrathalterung (25) des Dreh- 
tischs (13) auf einer der Bewegungsbahn (C) parallelen 
Geraden (E) angeordnet sind. 

3. Vorrichtung nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch 50 
gekennzeichnet, daB die Abstande (a) zwischen den 
drei Stationen (20, 23, 24) und der einen Substrathalte- 
rung (25) der einen Seite des Transportschlittens (3) 
und die Abstande (a) zwischen den drei Stationen (11, 
10, 9) und der anderen Substrathalterung (25^ jeweils 55 
gleich groB sind. 

4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB auf 
dem Drehtisch (13) eine Vielzahl von Substrathalterun- 
gen (25, 25*, 25'", . . .) - vorzugsweise neunzehn Sub- 60 
strathalterungen (also eine ungerade Zahl) - vorgese- 
hen sind, deren Abstande voneinander jeweils gleich 
groB bemessen sind, wobei die Bearbeitungsstationen 
(14 bis 19) zum Bedrucken, Trocknen, Zentrieren und 
Kontrollieren mit etwa gleichen Abstanden etwa 65 
gieichmaBig auf dem Umfang des Drehtisches, im we- 
sentlichen oberhalb der Substrate (2", 2"', . . .), ange- 
ordnet sind. 


5. Vorrichtung nach den vorhergehenden Anspriichen, 
dadurch gekennzeichnet, daB der insgesamt sechs 
Transportarme (4, 4', 4" bzw. 5, 5', 5 M ) aufweisende 
Transportschbtten (3) im Takt der Maschine abwech- 
selnd um jeweils den Transportschritt (a) motorisch hin 
(in Richtung A) und her (in Richtung B) bewegbar, 
synchron mit dem schrittweise Weiterschalten des 
Drehtellers um einen Winkel (fj) erfolgt, der jeweils 
zwischen einer ersten und einer dritten benachbarten 
Substrataufhahme (25", 25'") und der Rotationsachse 
(R) des Drehtischs (3) gebildet wird, 

6. Vorrichtung nach den vorhergehenden Anspriichen, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Transportschlitten (3) 
in einer Prorilschiene (26) gehalten und gefuhrt ist und 
uber einen an sich bekannten pneumatischen, elektri- 
schen oder magnetischen Antrieb hin und her beweg- 
bar ist und beiderseits seiner Langserstreckung mit je- 
weils drei Transportarmen gleicher Lange (4, 4\ 4" 
bzw. 5, 5\ 5") versehen ist. 

7. Vorrichtung nach den vorhergehenden Anspriichen, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Substrathalter (20, 
25, 25', 25\ 25 m , . . .) die Ein- und Ausschleusstation 
(23), die Bearbeitungsflache der Lackierstation (24), 
der Trocknungseinrichtungen (14, 18) und der Zen- 
triereinrichtung (15) und die Bearbeitungsflache der 
Druckeinrichtungen (16, 17) und Qualitatsprufeinrich- 
tung (9) samtlich auf der gleichen Transportebene bzw. 
Vorrichtungsebene angeordnet sind. 

8. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
dem Drehtisch (13) zugeordneten Bearbeitungs- und 
Behandlungsstationen bzw. -einrichtungen (14 bis 19) 
austauschbar bzw. losbar auf oder an dem Maschinen- 
gestell (27) gehalten und befestigt sind. 

9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher- 
gehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Transportschbtten (3) Substrate (2, 2', . . .) gleichzeitig 
sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung 
(A-B) transportiert, wobei zumindest einer der an ei- 
nem der Transportarme (4, 4\ 4" bzw. 5, S\ 5") fest an- 
geordneten kreisscheibenfbrmige Substrathalter 
gleichzeitig als VerschluBdeckel (28) fur die Ein- bzw. 
Ausschleusoffhung der Vakuumkarnmer einer Vaku- 
umbeschichtungskammer (8) wirkt. 
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